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Abstract (en)
The cyrogenic separation of air with a rectifier system for separating nitrogen and oxygen incorporates a pressure column (2), a low pressure column
(3) and a condenser-evaporator system (101,102,103) for heating the low pressure column. The condenser-evaporator system has a first and second
section. The first section has a pipe for introducing compacted and pre-cleaned circulating air (1) into the pressure column; A first oxygen-rich
liquid (6) is conveyed to, and returned from, the evaporation passages. The second section conveys a second oxygen-rich liquid (12,13) from the
evaporation passages

Abstract (de)
Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Tieftemperaturzerlegung von Luft. Verdichtete und vorgereinigte Einsatzluft (1) wird in ein
Rektifiziersystem zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung eingeleitet. Dieses umfaf3t eine Drucksaule (2), eine Niederdrucksaule (3) und ein Kondensator-
Verdampfer-System (101, 102, 103) zur Beheizung der Niederdrucksaule (3). Das Kondensator-Verdampfer-System weist einen ersten Abschnitt
(101) auf, der als Fallfilmverdampfer ausgebildet ist. Eine erste sauerstoffreiche Flussigkeit (6) aus der Niederdrucksaule (3) wird in die
Verdampfungspassagen des Fallfilmverdampfers (101) eingeleitet und dort teilweise verdampft. Dabei werden ein sauerstoffreicher Dampf (11)
und eine zweite sauerstoffreiche Flissigkeit (12) gebildet. Der sauerstoffreiche Dampf (11) wird mindestens zum Teil in die Niederdrucks&ule
(8) zurtickgeleitet. Das Kondensator-Verdampfer-System weist auBerdem einen zweiten Abschnitt (102, 103) auf, der mindestens teilweise als
Umlaufverdampfer (103) ausgebildet ist. Die zweite sauerstoffreiche Flissigkeit (12, 13) wird mindestens teilweise mittels einer Férdereinrichtung
(14) zu den Verdampfungspassagen des zweiten Abschnitts (102, 103) des Kondensator-Verdampfer-Systems geleitet. <IMAGE>
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